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摘 要

近年來，壓電材料因為具有電學與力學耦合之壓電效應，已在許 多領域被廣泛應用。近代工程與科學材料已經由既往的結

構性材 料，發展到現今的多功能材料(智慧材料)，其中壓電材料所具有 偵測、制動與感測能力，更是在微機電工程中有著

舉足輕重的地 位。相對於早期大部分的壓電元件所採用的基礎材料-陶瓷，高 分子材料具有製造容易、成本低、可撓曲等

優點；故近年來新型 壓電基材之開發方向多轉往高分子材料作為基礎材料。本文使用 COC (Cyclic Olefin Copolymer)為材

料，製作成COC薄片後利用 網印技術製作出薄板上下之電極，爾後給予高壓電場進行極化 (poling)成為駐極體壓電性的高

分子材料薄膜。利用儀器量測薄 膜之壓電特性，針對量測結果加以討論以獲得一些在應用上可供 參考的結果。
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